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Keysight Technologies meets your unique nanomeasurement requirements 
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���6�3�0�������D���Q�D�Q�R�L�Q�G�H�Q�W�H�U���R�U���X�Q�L�Y�H�U�V�D�O���W�H�V�W�L�Q�J���P�D�F�K�L�Q�H�����8�7�0�����R�S�W�L�P�L�]�H�G���I�R�U���K�L�J�K���S�U�H�F�L�V�L�R�Q��
�Q�D�Q�R�P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O���F�K�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�W�L�R�Q�����R�U���D���F�R�P�S�D�F�W�����O�R�Z���Y�R�O�W�D�J�H���V�\�V�W�H�P���W�K�D�W���G�H�O�L�Y�H�U�V���H�[�F�H�S�W�L�R�Q�D�O��
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controlled environments, a technological legacy that continues to manifest itself in a wide  
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scientists and technical service personnel, all of whom strive to provide outstanding support 
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�P�D�W�H�U�L�D�O�V���V�F�L�H�Q�F�H�����S�R�O�\�P�H�U���V�F�L�H�Q�F�H�����H�O�H�F�W�U�R�F�K�H�P�L�V�W�U�\�����D�Q�G���F�U�R�V�V���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�U�\���Q�D�Q�R�V�F�D�O�H���U�H�V�H�D�U�F�K��

�2�X�U���G�U�L�Y�L�Q�J���J�R�D�O���L�V���W�R���K�H�O�S���\�R�X���E�H���W�K�H���o�U�V�W���W�R���V�H�H�����W�K�H���o�U�V�W���W�R���X�Q�G�H�U�V�W�D�Q�G����
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�7�K�H���.�H�\�V�L�J�K�W�������������$�)�0���H�V�W�D�E�O�L�V�K�H�V���Q�H�Z��
�I�X�Q�F�W�L�R�Q�D�O�L�W�\�����Y�H�U�V�D�W�L�O�L�W�\�����D�Q�G���H�D�V�H���R�I���X�V�H��
�E�H�Q�F�K�P�D�U�N�V���I�R�U���Q�D�Q�R�V�F�D�O�H���P�H�D�V�X�U�H�P�H�Q�W����
�F�K�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�W�L�R�Q�����D�Q�G���P�D�Q�L�S�X�O�D�W�L�R�Q�����7�K�L�V��
�Q�H�[�W���J�H�Q�H�U�D�W�L�R�Q���V�\�V�W�H�P���H�[�W�H�Q�G�V���W�K�H��
forefront of atomic force microscopy, 
�R�I�I�H�U�L�Q�J������ �$�P���F�O�R�V�H�G���O�R�R�S���V�F�D�Q�Q�L�Q�J��
�D�W�R�P�L�F���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q�����L�Q�G�X�V�W�U�\���O�H�D�G�L�Q�J��
�H�Q�Y�L�U�R�Q�P�H�Q�W�D�O���F�R�Q�W�U�R�O�����X�O�W�U�D���K�L�J�K��
precision temperature control, an 
unrivaled range of electrochemistry 
�F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V�����D�Q�G���P�X�F�K���P�R�U�H�����7�K�H���F�O�H�Y�H�U����
�F�R�P�S�D�F�W���G�H�V�L�J�Q���R�I���W�K�H�������������J�L�Y�H�V��
�U�H�V�H�D�U�F�K�H�U�V���T�X�L�F�N�����F�R�Q�Y�H�Q�L�H�Q�W���D�F�F�H�V�V���W�R��
�W�K�H�L�U���V�D�P�S�O�H�V�����$���K�D�O�I���G�R�]�H�Q���G�L�V�W�L�Q�F�W���$�)�0��
�L�P�D�J�L�Q�J���P�R�G�H�V���D�U�H���V�X�S�S�R�U�W�H�G���E�\���W�K�H��
system’s standard nose cone, which can 
�H�D�V�L�O�\���E�H���L�Q�W�H�U�F�K�D�Q�J�H�G���Z�L�W�K���V�S�H�F�L�D�O�L�]�H�G��
�Q�R�V�H���F�R�Q�H�V���D�V���Q�H�H�G�H�G�����H�[�W�H�Q�G�L�Q�J��
�F�D�S�D�E�L�O�L�W�\���H�I�I�R�U�W�O�H�V�V�O�\��

Advantages
–  Atomic scale imaging with  
�� �F�O�R�V�H�G���O�R�R�S������ �˜�P���V�F�D�Q�Q�H�U
�q���� �(�[�F�H�S�W�L�R�Q�D�O���H�Q�Y�L�U�R�Q�P�H�Q�W�D�O���D�Q�G
 temperature control
�q���� �6�X�S�H�U�L�R�U���V�F�D�Q�Q�L�Q�J���L�Q���p�X�L�G�V�����J�D�V�H�V�� 
�� �D�Q�G���D�P�E�L�H�Q�W���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V
�q���� �6�L�Q�J�O�H���S�D�V�V���Q�D�Q�R�V�F�D�O�H���H�O�H�F�W�U�L�F�D�O
�� �F�K�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�W�L�R�Q
�q���� �8�Q�S�U�H�F�H�G�H�Q�W�H�G���H�O�H�F�W�U�R�F�K�H�P�L�V�W�U�\
�� ���(�&�����F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V
–  Standard nose cone supports
�� �H�[�S�D�Q�G�H�G���V�H�W���R�I���L�P�D�J�L�Q�J���P�R�G�H�V

Applications
–  Life Science
�q���� �0�D�W�H�U�L�D�O�V���6�F�L�H�Q�F�H
�q���� �3�R�O�\�P�H�U���6�F�L�H�Q�F�H
–  Electrochemistry
–  Nanolithography
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�7�K�H���.�H�\�V�L�J�K�W�������������L�V���D���S�R�Z�H�U�I�X�O�� 
�P�X�O�W�L�S�O�H���X�V�H�U���U�H�V�H�D�U�F�K���V�\�V�W�H�P���I�R�U���$�)�0���� 
�,�Q���D�G�G�L�W�L�R�Q���W�R���D�W�R�P�L�F���V�F�D�O�H���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���� 
�W�U�X�H���P�R�G�X�O�D�U�L�W�\���H�Q�D�E�O�H�V���\�R�X���W�R���D�G�G��
�F�D�S�D�E�L�O�L�W�\���H�Q�K�D�Q�F�L�Q�J���R�S�W�L�R�Q�V���D�V���W�K�H���Q�H�H�G��
�D�U�L�V�H�V�����$�Q���L�Q�W�H�O�O�L�J�H�Q�W���G�H�V�L�J�Q���S�H�U�P�L�W�V���W�K�H��
simple integration of numerous imaging 
�P�R�G�H�V���D�Q�G���H�D�V�\���W�R���X�V�H�����D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q��
�V�S�H�F�L�o�F���V�D�P�S�O�H���K�D�Q�G�O�L�Q�J���S�O�D�W�H�V����
�2�X�U���E�D�O�D�Q�F�H�G���S�H�Q�G�X�O�X�P�����W�R�S���G�R�Z�Q��
�P�X�O�W�L�S�X�U�S�R�V�H���V�F�D�Q�Q�H�U�V���Š���E�R�W�K���R�S�H�Q���D�Q�G��
�F�O�R�V�H�G���O�R�R�S���Š���F�R�P�H���L�Q���D���U�D�Q�J�H���R�I���V�L�]�H�V����
all offering outstanding linearity and 
�D�F�F�X�U�D�F�\��

Advantages
�q���� �7�K�H���X�W�P�R�V�W���p�H�[�L�E�L�O�L�W�\���I�U�R�P���D���K�L�J�K�O�\����
 modular system
�q���� �(�[�F�H�S�W�L�R�Q�D�O���H�Q�Y�L�U�R�Q�P�H�Q�W�D�O���D�Q�G���� ��
 temperature control
�q���� �6�X�S�H�U�L�R�U���V�F�D�Q�Q�L�Q�J���L�Q���p�X�L�G�V�����J�D�V�H�V������
�� �R�U���D�P�E�L�H�Q�W���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V
–  High resolution over a large scan  
 range
�q���� �&�R�Q�Y�H�Q�L�H�Q�W���Y�H�U�W�L�F�D�O���V�D�P�S�O�H���D�S�S�U�R�D�F�K

Applications
–  Life Science
�q���� �0�D�W�H�U�L�D�O�V���6�F�L�H�Q�F�H
�q���� �3�R�O�\�P�H�U���6�F�L�H�Q�F�H
–  Electrochemistry
–  Nanolithography

Discover & Create at the Nanoscale...
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�7�K�H���,�/�0���D�G�D�S�W�H�U���F�R�P�E�L�Q�H�V���K�L�J�K��
�U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���$�)�0���L�P�D�J�L�Q�J���Z�L�W�K���W�K�H���G�L�U�H�F�W��
�R�S�W�L�F�D�O���Y�L�H�Z�L�Q�J���F�D�S�D�E�L�O�L�W�\���R�I���D�Q���L�Q�Y�H�U�W�H�G��
�O�L�J�K�W���P�L�F�U�R�V�F�R�S�H���W�R���S�U�R�Y�L�G�H���E�R�W�K���D�W�R�P�L�F��
�I�R�U�F�H���D�Q�G���R�S�W�L�F�D�O���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\���G�D�W�D����
�'�H�V�L�J�Q�H�G���W�R���D�O�O�R�Z���W�K�H�������������$�)�0���W�R���V�L�W��
on top of an inverted microscope and
under the top illumination pillar, the 
�.�H�\�V�L�J�K�W�����������,�/�0���G�H�O�L�Y�H�U�V���H�[�F�H�O�O�H�Q�W��
�R�S�W�L�F�D�O���F�R�Q�W�U�D�V�W���L�Q���L�W�V���L�P�D�J�H�V�����,�W���D�O�V�R��
�H�Q�D�E�O�H�V���D���Z�L�G�H���U�D�Q�J�H���R�I���F�R�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�U�\��
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�����V�X�F�K���D�V���p�X�R�U�H�V�F�H�Q�F�H��
�U�H�V�R�Q�D�Q�F�H���H�Q�H�U�J�\���W�U�D�Q�V�I�H�U�����)�5�(�7������
�G�D�U�N�o�H�O�G�����D�Q�G���E�U�L�J�K�W�o�H�O�G���L�P�D�J�L�Q�J��

Advantages
�q���� �)�X�O�O�\���D�G�G�U�H�V�V�D�E�O�H���D�Q�G���S�U�R�J�U�D�P�P�D�E�O�H����
�� ������ �P�P���[�������� �P�P���V�W�D�J�H
�q���� �$�W�R�P�L�F���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���L�P�D�J�L�Q�J���R�I���V�P�D�O�O����
�� �V�D�P�S�O�H�V���X�V�L�Q�J���D�Q���$�)�0���R�U���6�7�0���� ��
 scanner
�q���� �6�L�P�S�O�H���S�R�L�Q�W���D�Q�G���V�K�R�R�W���$�)�0���� ��
�� �L�P�D�J�L�Q�J���E�D�V�H�G���R�Q���R�S�W�L�F�D�O���Y�L�H�Z
–  Accurate location mapping ensures  
�� �U�H�S�U�R�G�X�F�L�E�L�O�L�W�\

Applications
�q���� �(�O�H�F�W�U�R�Q�L�F���0�D�W�H�U�L�D�O�V
–  Semiconductor
�q���� �6�W�R�U�D�J�H���0�H�G�L�D
�q���� �0�D�W�H�U�L�D�O�V���6�F�L�H�Q�F�H
�q���� �3�R�O�\�P�H�U���6�F�L�H�Q�F�H

�.�H�\�V�L�J�K�W�����������/�6���$�)�0
�7�K�H���Y�H�U�V�D�W�L�O�H�����������/�6���L�V���W�K�H���Z�R�U�O�G�j�V��
�R�Q�O�\���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�O�\���D�Y�D�L�O�D�E�O�H���$�)�0���W�K�D�W��
�D�O�O�R�Z�V���K�L�J�K���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���L�P�D�J�L�Q�J���R�I���E�R�W�K��
�O�D�U�J�H���V�D�P�S�O�H�V�����L�Q���D�L�U�����D�Q�G���V�P�D�O�O���V�D�P�S�O�H�V��
���L�Q���D�L�U�����R�U���L�Q���O�L�T�X�L�G���X�Q�G�H�U���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H��
�F�R�Q�W�U�R�O�����Z�L�W�K���D�Q���$�)�0���R�U���6�7�0���V�F�D�Q�Q�H�U����
Samples up to 8 inches in diameter and 
���� �P�P���W�D�O�O���D�U�H���H�D�V�L�O�\���D�F�F�H�S�W�H�G���E�\���W�K�H��
������ �P�P���Y�D�F�X�X�P���F�K�X�F�N�����7�K�H�����������/�6��
�D�O�V�R���D�F�F�R�P�P�R�G�D�W�H�V���D�������� �P�P���Y�D�F�X�X�P��
�F�K�X�F�N���D�Q�G���D�������L�Q�F�K���P�X�O�W�L���Z�D�I�H�U�� 
�Y�D�F�X�X�P���F�K�X�F�N��

Advantages
�q���� �6�L�P�X�O�W�D�Q�H�R�X�V���$�)�0���D�Q�G���R�S�W�L�F�D�O�� 
�� ���R�U���p�X�R�U�H�V�F�H�Q�F�H�����L�P�D�J�L�Q�J
�q���� �(�D�V�\���L�P�D�J�L�Q�J���L�Q���p�X�L�G�V���Y�L�D���0�$�&���0�R�G�H����
 and sample plates
�q���� �'�H�V�L�J�Q���J�L�Y�H�V���X�V�H�U�V���R�S�H�Q���D�F�F�H�V�V���W�R����
 sample plates
�q���� �(�Q�K�D�Q�F�H�G���$�)�0���p�H�[�L�E�L�O�L�W�\���W�K�U�R�X�J�K����
 modular options

Applications
–  Life Science
�q���� �3�R�O�\�P�H�U���6�F�L�H�Q�F�H
�q���� �1�D�Q�R�E�H�D�G�V

Discover & Create at the Nanoscale...



�0�$�&���0�R�G�H���L�P�D�J�H�V���R�I���'�1�$�����6�F�D�Q���V�L�]�H���� �$�P�����O�H�I�W�����D�Q�G���S�U�R�W�H�L�Q���I�H�U�U�L�W�L�Q����
�V�F�D�Q���V�L�]�H���������$�P�����U�L�J�K�W����
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�.�H�\�V�L�J�K�W�����������,�/�0���$�)�0
�7�K�H���.�H�\�V�L�J�K�W�������������L�Q�Y�H�U�W�H�G���O�L�J�K�W��
�P�L�F�U�R�V�F�R�S�H�����,�/�0�����V�\�V�W�H�P���F�R�P�E�L�Q�H�V���W�K�H��
�S�R�Z�H�U���R�I���D���K�L�J�K���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���D�W�R�P�L�F���I�R�U�F�H��
�P�L�F�U�R�V�F�R�S�H�����$�)�0�����Z�L�W�K���W�K�H���G�L�U�H�F�W���R�S�W�L�F�D�O��
�Y�L�H�Z�L�Q�J���F�D�S�D�E�L�O�L�W�\���R�I���D�Q���L�Q�Y�H�U�W�H�G���R�S�W�L�F�D�O��
�P�L�F�U�R�V�F�R�S�H��

�7�K�H���.�H�\�V�L�J�K�W���,�/�0���R�I�I�H�U�V���X�Q�S�D�U�D�O�O�H�O�H�G��
performance and ease of use for imaging 
�L�Q���p�X�L�G�V���D�Q�G���H�[�W�H�Q�G�V���$�)�0���X�W�L�O�L�W�\�����$�W�R�P�L�F��
�I�R�U�F�H���D�Q�G���R�S�W�L�F�D�O�����R�U���p�X�R�U�H�V�F�H�Q�F�H����
�P�L�F�U�R�V�F�R�S�\���G�D�W�D���F�D�Q���E�H���R�E�W�D�L�Q�H�G��
�V�L�P�X�O�W�D�Q�H�R�X�V�O�\���Z�L�W�K���W�K�H���.�H�\�V�L�J�K�W���,�/�0����
�7�K�H���,�/�0�j�V���S�D�W�H�Q�W�H�G���P�R�X�Q�W�L�Q�J���G�H�V�L�J�Q��
incorporates a rigid structure that 
�S�U�R�Y�L�G�H�V���W�K�H���O�R�Z���Q�R�L�V�H���p�R�R�U���Q�H�H�G�H�G��
�W�R���R�E�W�D�L�Q���V�X�E���Q�D�Q�R�P�H�W�H�U���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q������
�.�H�\�V�L�J�K�W�j�V���4�X�L�F�N�6�O�L�G�H���V�D�P�S�O�H���O�R�D�G�L�Q�J��
�P�H�F�K�D�Q�L�V�P���D�Q�G���D���p�H�[�L�E�O�H���V�D�P�S�O�H��
�K�D�Q�G�O�L�Q�J���S�O�D�W�H���P�D�N�H���V�D�P�S�O�H���S�U�H�S�D�U�D�W�L�R�Q��
�H�D�V�\�����7�K�H���$�)�0���L�V���P�R�X�Q�W�H�G���R�Q���W�K�H��
�4�X�L�F�N�6�O�L�G�H���D�V�V�H�P�E�O�\�����D�O�O�R�Z�L�Q�J���W�K�H���X�V�H�U��
to change samples and/or solutions 
without affecting the alignment of the 
�$�)�0���R�U���W�K�H���R�S�W�L�F�D�O���P�L�F�U�R�V�F�R�S�H��

Advantages
–  Top down, tip scanning design 
�� �H�Q�D�E�O�H�V���L�Q�W�X�L�W�L�Y�H�����H�I�I�R�U�W�O�H�V�V���V�H�W�X�S���D�Q�G����
 imaging
�q���� �,�Q�Y�H�U�W�H�G���R�S�W�L�F�D�O���Y�L�H�Z�����R�S�H�Q���W�R�S���� ��
 viewing access, and top illumination  
 provide superior optical contrast
�q���� �3�D�W�H�Q�W�H�G���0�$�&���0�R�G�H���R�S�W�L�R�Q���S�U�R�Y�L�G�H�V����
�� �J�H�Q�W�O�H�V�W�����Q�R�Q�G�H�V�W�U�X�F�W�L�Y�H���$�)�0���� ��
�� �L�P�D�J�L�Q�J���R�I���G�H�O�L�F�D�W�H���V�D�P�S�O�H�V���L�Q���p�X�L�G
�q���� �6�D�P�S�O�H���K�D�Q�G�O�L�Q�J���S�O�D�W�H�V���D�Y�D�L�O�D�E�O�H����
�� �W�R���I�D�F�L�O�L�W�D�W�H���H�D�V�\���L�P�D�J�L�Q�J���L�Q���p�X�L�G�V���R�U����
�� �D�P�E�L�H�Q�W���D�L�U
�q���� �3�L�F�R�7�5�(�&���R�S�W�L�R�Q���G�H�O�L�Y�H�U�V���U�H�D�O���W�L�P�H������
 simultaneous topography and   
 molecular recognition imaging

Applications
�q���� �'�1�$
�q���� �&�H�O�O���%�L�R�O�R�J�\
�q���� �3�U�R�W�H�L�Q�V
�q���� �3�R�O�\�P�H�U�V
�q���� �7�K�L�Q���)�L�O�P�V

Discover & Create at the Nanoscale...



�(�[�W�H�Q�G�H�G���<�R�X�U���$�)�0���&�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V���Z�L�W�K���.�H�\�V�L�J�K�W�j�V�� 
�2�S�W�L�R�Q�V���I�R�U���0�D�W�H�U�L�D�O�V���	���/�L�I�H���6�F�L�H�Q�F�H�V
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�7�R�S�R�J�U�D�S�K�\�����W�R�S�����D�Q�G���6�(�&�0�����E�R�W�W�R�P����
images of an Au/Si sample recorded in 
���P�0���)�H�0�H�W�K�D�Q�R�O���V�R�O�X�W�L�R�Q���������0�.�&�O���Z�L�W�K��
�D���F�R�P�E�L�Q�H�G���$�)�0���6�(�&�0���S�U�R�E�H���E�L�D�V�H�G���D�W��
������ �P�9���Y�V�����$�J���$�J�&�O��

�6�(�&�0���0�R�G�H
�7�K�H���$�)�0���F�R�P�E�L�Q�H�G���Z�L�W�K���6�(�&�0���0�R�G�H���L�V���D���V�H�D�P�O�H�V�V�O�\���L�Q�W�H�J�U�D�W�H�G���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�\���S�D�F�N�D�J�H��
�W�K�D�W���H�Q�D�E�O�H�V���V�F�L�H�Q�W�L�V�W�V���W�R���S�H�U�I�R�U�P���V�F�D�Q�Q�L�Q�J���H�O�H�F�W�U�R�F�K�H�P�L�F�D�O���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\�����6�(�&�0�����R�Q��
�F�R�Q�G�X�F�W�L�Y�H���D�Q�G���L�Q�V�X�O�D�W�L�Q�J���V�D�P�S�O�H�V�����7�K�L�V���Q�H�Z���.�H�\�V�L�J�K�W���P�R�G�H���K�D�V���E�H�H�Q���G�H�V�L�J�Q�H�G���W�R��
�S�U�R�Y�L�G�H���X�O�W�L�P�D�W�H���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���D�V���Z�H�O�O���D�V���V�X�S�U�H�P�H���H�D�V�H���R�I���X�V�H��

�$�W���W�K�H���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�F�D�O���F�R�U�H���R�I���W�K�H���6�(�&�0���P�R�G�H���L�V���W�K�H���Q�R�Y�H�O���(�&���6�P�D�U�W�&�D�U�W�����D�Q���H�D�V�\���W�R��
�K�D�Q�G�O�H���F�D�U�W�U�L�G�J�H���W�K�D�W���F�R�P�E�L�Q�H�V���D���Q�D�Q�R�H�O�H�F�W�U�R�G�H���Z�L�W�K���D���S�U�H���P�R�X�Q�W�H�G���$�)�0���W�L�S�����(�&��
�6�P�D�U�W�&�D�U�W���S�U�R�E�H�V���F�R�P�H���S�U�H���W�H�V�W�H�G���D�Q�G���U�H�D�G�\���W�R���V�F�D�Q���I�R�U���$�)�0���6�(�&�0���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V����

Advantages

�q���� �3�H�U�I�R�U�P�V���K�L�J�K�O�\���O�R�F�D�O�L�]�H�G���H�O�H�F�W�U�R�F�K�H�P�L�V�W�U�\���Y�L�D���D���Q�D�Q�R�H�O�H�F�W�U�R�G�H���F�R�P�E�L�Q�H�G���Z�L�W�K���D����
�� �V�S�H�F�L�D�O�L�]�H�G���S�U�R�E�H
�q���� �&�X�V�W�R�P�L�]�H�G���6�(�&�0���Q�R�V�H�F�R�Q�H���G�H�V�L�J�Q�H�G���W�R���E�H���X�V�H�G���Z�L�W�K���(�&���6�P�D�U�W���&�D�U�W����
�q���� �+�R�X�U�V���R�I���V�H�W�X�S���W�L�P�H���H�O�L�P�L�Q�D�W�H�G�����V�R���G�D�W�D���F�D�Q���E�H���F�R�O�O�H�F�W�H�G���L�P�P�H�G�L�D�W�H�O�\

Applications

–  Homogeneous and heterogeneous electron transfer reactions,
�q���� �6�X�U�I�D�F�H���P�R�G�L�o�F�D�W�L�R�Q��
�q���� �$�Q�D�O�\�V�L�V���R�I���W�K�L�Q���o�O�P�V
–  Screening of catalytic material
�q���� �&�R�U�U�R�V�L�R�Q���S�U�R�F�H�V�V���V�W�X�G�L�H�V

�6�0�0���L�P�D�J�H�V���R�I���6�L�*�H�����F�D�S�D�F�L�W�D�Q�F�H�����W�R�S������
�D�Q�G���G�&���G�9���D�P�S�O�L�W�X�G�H�����E�R�W�W�R�P����

�6�0�0���0�R�G�H
�.�H�\�V�L�J�K�W���7�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�j���X�Q�L�T�X�H���V�F�D�Q�Q�L�Q�J���P�L�F�U�R�Z�D�Y�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\�����6�0�0�����0�R�G�H��
�F�R�P�E�L�Q�H�V���W�K�H���F�R�P�S�U�H�K�H�Q�V�L�Y�H���H�O�H�F�W�U�L�F�D�O���P�H�D�V�X�U�H�P�H�Q�W���F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V���R�I���D���Y�H�F�W�R�U���Q�H�W�Z�R�U�N��
�D�Q�D�O�\�]�H�U�����9�1�$�����Z�L�W�K���W�K�H���R�X�W�V�W�D�Q�G�L�Q�J���V�S�D�W�L�D�O���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���R�I���D�Q���$�)�0�����6�0�0���0�R�G�H��
�R�X�W�S�H�U�I�R�U�P�V���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�D�O���$�)�0���E�D�V�H�G���V�F�D�Q�Q�L�Q�J���F�D�S�D�F�L�W�D�Q�F�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V����
�R�I�I�H�U�L�Q�J���I�D�U���J�U�H�D�W�H�U���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���Y�H�U�V�D�W�L�O�L�W�\�����W�K�H���D�E�L�O�L�W�\���W�R���D�F�T�X�L�U�H���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���U�H�V�X�O�W�V����
�D�Q�G���W�K�H���K�L�J�K�H�V�W���V�H�Q�V�L�W�L�Y�L�W�\���D�Q�G���G�\�Q�D�P�L�F���U�D�Q�J�H���L�Q���W�K�H���L�Q�G�X�V�W�U�\��

Advantages

�q���� �3�U�R�Y�L�G�H�V���H�[�F�H�S�W�L�R�Q�D�O�O�\���K�L�J�K���V�S�D�W�L�D�O���D�Q�G���H�O�H�F�W�U�L�F�D�O���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q
�q���� �(�Q�D�E�O�H�V���F�R�P�S�O�H�[���L�P�S�H�G�D�Q�F�H�����U�H�V�L�V�W�D�Q�F�H���D�Q�G���U�H�D�F�W�D�Q�F�H�������F�D�O�L�E�U�D�W�H�G���F�D�S�D�F�L�W�D�Q�F�H������
 dopant density and topography measurements
�q���� �:�R�U�N�V���R�Q���D�O�O���V�H�P�L�F�R�Q�G�X�F�W�R�U�V�����6�L�����*�H�����,�,�,���9�����H���J�������*�D�$�V�����,�Q�$�V�����*�D�1�������D�Q�G���,�,���9�,�� 
�� ���H���J�������&�G�7�H�����=�Q�6�H�����q���G�R�H�V���Q�R�W���U�H�T�X�L�U�H���R�[�L�G�H���O�D�\�H�U

Applications

–  Semiconductors
�q���� �3�R�O�\�P�H�U�V
�q���� �&�H�U�D�P�L�F�V
�q���� �0�H�W�D�O�V
�q���� �2�U�J�D�Q�L�F���)�L�O�P�V

Discover & Create at the Nanoscale...
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�3�L�F�R�7�5�(�&���L�P�D�J�L�Q�J���R�I���W�K�H���P�L�F�U�R�S�D�W�W�H�U�Q�H�G��
�D�Y�L�G�L�Q���P�R�O�H�F�X�O�H�V�����7�R�S�R�J�U�D�S�K�L�F���L�P�D�J�H��
���W�R�S�������D�Q�G���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�L�Q�J���U�H�F�R�J�Q�L�W�L�R�Q��
�L�P�D�J�H�����E�R�W�W�R�P����

�3�L�F�R�7�5�(�&
�3�L�F�R�7�5�(�&���L�V���D���V�\�V�W�H�P���W�K�D�W���D�O�O�R�Z�V���U�H�V�H�D�U�F�K�H�U�V���W�R���T�X�L�F�N�O�\���L�G�H�Q�W�L�I�\���P�R�O�H�F�X�O�H�V���W�K�D�W��
�D�U�H���H�Q�J�D�J�H�G���L�Q���E�L�Q�G�L�Q�J���H�Y�H�Q�W�V���D�Q�G���J�H�Q�H�U�D�W�H���D���U�H�F�R�J�Q�L�W�L�R�Q���P�D�S���D�O�R�Q�J���Z�L�W�K���D�Q��
�$�)�0���W�R�S�R�J�U�D�S�K�\���L�P�D�J�H���R�I���W�K�H���V�D�P�S�O�H�����7�K�H���V�\�V�W�H�P���H�Q�D�E�O�H�V���P�D�Q�\���D�G�Y�D�Q�F�H�G���$�)�0��
�V�S�H�F�W�U�R�V�F�R�S�\���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���V�X�F�K���D�V���I�R�U�F�H���G�L�V�W�D�Q�F�H���V�W�X�G�L�H�V�����J�H�Q�H�U�D�W�H�V���V�X�U�I�D�F�H��
�D�G�K�H�V�L�R�Q���D�Q�G���P�R�O�H�F�X�O�D�U���U�H�F�R�J�Q�L�W�L�R�Q���S�U�R�o�O�H�V��

Advantages

�q���� �,�G�H�Q�W�L�o�H�V���P�R�O�H�F�X�O�H�V���D�Q�G���U�H�J�L�R�Q�V���L�Q�Y�R�O�Y�H�G���L�Q���E�L�Q�G�L�Q�J���H�Y�H�Q�W�V
�q���� �6�F�U�H�H�Q�V���F�R�P�S�R�X�Q�G�V���P�R�O�H�F�X�O�H�V���E�\���E�L�Q�G�L�Q�J���L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V
–  Improves speed and precision of results

Applications

Interactions of
�q���� �$�Q�W�L�E�R�G�\���D�Q�W�L�J�H�Q
�q���� �/�L�J�D�Q�G���U�H�F�H�S�W�R�U
�q���� �'�U�X�J���U�H�F�H�S�W�R�U
�q���� �'�1�$���S�U�R�W�H�L�Q
�q���� �'�1�$���'�1�$

�&�G�7�H���Q�D�Q�R�Z�L�U�H�V�����7�R�S�R�J�U�D�S�K�\���L�P�D�J�H�����W�R�S������
�V�X�U�I�D�F�H���S�R�W�H�Q�W�L�D�O�����E�R�W�W�R�P�������6�F�D�Q���V�L�]�H���� �˜�P��

�0�$�&���,�,�,���$�X�[�L�O�L�D�U�\���6�L�J�Q�D�O���$�F�F�H�V�V
�.�H�\�V�L�J�K�W�j�V���0�$�&���0�R�G�H���,�,�,���L�V���D���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���I�R�U���$�)�0���W�K�D�W���K�D�V���E�H�H�Q���G�H�V�L�J�Q�H�G���I�R�U���L�P�D�J�L�Q�J��
�H�[�W�U�H�P�H�O�\���G�H�O�L�F�D�W�H���V�D�P�S�O�H�V���L�Q���K�L�J�K���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q�����0�$�&���0�R�G�H���,�,�,���H�Q�D�E�O�H�V���L�P�D�J�L�Q�J���R�I��
�V�X�E�P�R�O�H�F�X�O�D�U���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���I�R�U���O�R�F�D�O���P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V���D�Q�G���H�O�H�F�W�U�R�P�D�J�Q�H�W�L�F��
�U�H�V�S�R�Q�V�H�����)�R�U���D�G�Y�D�Q�F�H�G���H�O�H�F�W�U�L�F�D�O���F�K�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�W�L�R�Q���W�K�H���D�X�[�L�O�L�D�U�\���V�L�J�Q�D�O���D�F�F�H�V�V���E�R�[����
�H�Q�D�E�O�H�V���V�L�Q�J�O�H���S�D�V�V�����K�L�J�K���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���L�P�D�J�L�Q�J���Z�L�W�K���$�&���0�R�G�H�����.�H�O�Y�L�Q���I�R�U�F�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\��
���.�)�0�����R�U���H�O�H�F�W�U�L�F���I�R�U�F�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\�����(�)�0�������S�L�H�]�R���I�R�U�F�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\���D�Q�G���K�L�J�K�H�U��
�K�D�U�P�R�Q�L�F���P�R�G�H�V���R�I���W�K�H���F�D�Q�W�L�O�H�Y�H�U���Š���D�O�O���V�L�P�X�O�W�D�Q�H�R�X�V�O�\��

Advantages

�q���� �$�O�O�R�Z�V���R�Q�H���S�D�V�V���P�X�O�W�L�F�K�D�Q�Q�H�O���G�H�W�H�F�W�L�R�Q���I�R�U���K�L�J�K���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���(�)�0���D�Q�G���.�)�0
�q���� �7�K�U�H�H���F�R�Q�o�J�X�U�D�E�O�H���O�R�F�N���L�Q���D�P�S�O�L�o�H�U�V���D�I�I�R�U�G���V�X�S�H�U�E���Y�H�U�V�D�W�L�O�L�W�\
�q���� �0�X�O�W�L�I�U�H�T�X�H�Q�F�\���U�D�Q�J�H�����X�S���W�R���� �0�+�]�����D�O�O�R�Z�L�Q�J���K�L�J�K�H�U���K�D�U�P�R�Q�L�F���P�R�G�H�V
�q���� �%�X�L�O�W���L�Q���4���F�R�Q�W�U�R�O���I�X�U�W�K�H�U���H�Q�K�D�Q�F�H�V���W�K�H���U�H�V�R�Q�D�Q�F�H���S�H�D�N

Applications

�q���� �(�O�H�F�W�U�L�F�D�O���&�K�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�W�L�R�Q
�q���� �3�R�O�\�P�H�U�V
�q���� �%�L�R�O�R�J�\

Discover & Create at the Nanoscale...
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�:�H���R�I�I�H�U���D���Z�L�G�H���V�H�O�H�F�W�L�R�Q���R�I���$�)�0���R�S�W�L�R�Q�V���D�Q�G���D�F�F�H�V�V�R�U�L�H�V���� 
�H�D�F�K���R�I���Z�K�L�F�K���T�X�L�F�N�O�\���H�[�W�H�Q�G�V���W�K�H���F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V���R�I���\�R�X�U�� 
Keysight atomic force microscope

With our modular platform, these components are simple to integrate.

�$�P�R�Q�J���W�K�H���P�R�V�W���X�V�H�I�X�O���R�I���D�O�O���R�I���.�H�\�V�L�J�K�W�j�V���$�)�0���D�F�F�H�V�V�R�U�L�H�V���L�V���0�$�&���0�R�G�H�����7�K�L�V��
�S�D�W�H�Q�W�H�G���R�S�W�L�R�Q���S�U�R�Y�L�G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�\���O�H�D�G�L�Q�J���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���I�R�U���L�Q���p�X�L�G���D�Q�G���V�R�I�W���V�D�P�S�O�H��
�L�P�D�J�L�Q�J�����D�O�O�R�Z�L�Q�J���\�R�X���W�R���F�D�S�W�X�U�H���V�X�E���P�R�O�H�F�X�O�D�U���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���W�K�D�W���F�D�Q�Q�R�W���E�H���U�H�V�R�O�Y�H�G���Z�L�W�K��
�D�Q�\���R�W�K�H�U���$�)�0���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�����$�G�Y�D�Q�F�H�G���0�$�&���0�R�G�H���,�,�,���S�U�R�Y�L�G�H�V���W�K�U�H�H���O�R�F�N���L�Q���D�P�S�O�L�o�H�U�V��
�D�Q�G���D�O�O�R�Z�V���V�L�Q�J�O�H���S�D�V�V���L�P�D�J�L�Q�J���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�W���Z�L�W�K���.�)�0���(�)�0�����,�W���D�O�V�R���V�X�S�S�R�U�W�V���W�K�H���X�V�H��
�R�I���K�L�J�K�H�U���U�H�V�R�Q�D�Q�F�H���P�R�G�H�V���R�I���W�K�H���$�)�0���F�D�Q�W�L�O�H�Y�H�U�����H�Q�D�E�O�L�Q�J���K�L�J�K�H�U���K�D�U�P�R�Q�L�F�V���D�Q�G���W�K�H��
�F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���R�I���D�G�G�L�W�L�R�Q�D�O���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���D�E�R�X�W���P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V���R�I���W�K�H���V�D�P�S�O�H���V�X�U�I�D�F�H��

�$�Q�R�W�K�H�U���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���$�)�0���D�F�F�H�V�V�R�U�\���L�V���.�H�\�V�L�J�K�W�j�V���H�[�F�O�X�V�L�Y�H���V�F�D�Q�Q�L�Q�J���P�L�F�U�R�Z�D�Y�H��
�P�L�F�U�R�V�F�R�S�\�����6�0�0�����P�R�G�H�����W�K�H���o�U�V�W���D�Q�G���R�Q�O�\���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���W�R���F�R�P�E�L�Q�H���W�K�H���F�D�O�L�E�U�D�W�H�G����
�F�R�P�S�O�H�[���H�O�H�F�W�U�L�F�D�O���P�H�D�V�X�U�H�P�H�Q�W���F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V���R�I���D���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���Q�H�W�Z�R�U�N���D�Q�D�O�\�]�H�U���Z�L�W�K��
�W�K�H���K�L�J�K���V�S�D�W�L�D�O���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���R�I���D�Q���D�W�R�P�L�F���I�R�U�F�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�H�����7�K�L�V���P�R�G�H���H�Q�D�E�O�H�V���F�R�P�S�O�H�[��
�L�P�S�H�G�D�Q�F�H�����U�H�V�L�V�W�D�Q�F�H���D�Q�G���U�H�D�F�W�D�Q�F�H�������F�D�O�L�E�U�D�W�H�G���F�D�S�D�F�L�W�D�Q�F�H�����F�D�O�L�E�U�D�W�H�G���G�R�S�D�Q�W��
�G�H�Q�V�L�W�\�����D�Q�G���W�R�S�R�J�U�D�S�K�\���P�H�D�V�X�U�H�P�H�Q�W�V��

�$�G�G�L�W�L�R�Q�D�O���D�F�F�H�V�V�R�U�L�H�V���L�Q�F�O�X�G�H���R�X�U���L�Q�G�X�V�W�U�\���O�H�D�G�L�Q�J���H�Q�Y�L�U�R�Q�P�H�Q�W�D�O���L�V�R�O�D�W�L�R�Q���F�K�D�P�E�H�U��
���(�,�&�������Z�K�L�F�K���O�H�W�V���\�R�X���F�R�Q�W�U�R�O���K�X�P�L�G�L�W�\���O�H�Y�H�O�V�����P�R�Q�L�W�R�U���D�Q�G���F�R�Q�W�U�R�O���R�[�\�J�H�Q���O�H�Y�H�O�V����
�D�Q�G���F�R�Q�W�U�R�O���W�K�H���O�R�Z���R�I���U�H�D�F�W�L�Y�H���J�D�V�H�V���G�X�U�L�Q�J���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�V�����R�S�H�Q�����D�Q�G���F�O�R�V�H�G���O�R�R�S��
�P�X�O�W�L�S�X�U�S�R�V�H���V�F�D�Q�Q�H�U�V�����L�Q�W�H�U�F�K�D�Q�J�H�D�E�O�H���Q�R�V�H���F�R�Q�H�V�����D�Q�G���3�L�F�R�7�5�(�&���P�R�O�H�F�X�O�D�U���L�P�D�J�L�Q�J��
���.�)�0�����R�U���H�O�H�F�W�U�L�F���I�R�U�F�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\�����(�)�0�������S�L�H�]�R���I�R�U�F�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\�����6�(�&�0���P�R�G�H���D�Q�G��
�K�L�J�K�H�U���K�D�U�P�R�Q�L�F���P�R�G�H�V���R�I���W�K�H���F�D�Q�W�L�O�H�Y�H�U���Š���D�O�O���V�L�P�X�O�W�D�Q�H�R�X�V�O�\��

�2�S�W�L�R�Q�V���$�F�F�H�V�V�R�U�L�H�V

STM

SECM

MAC Mode

MAC Mode III

SMM Mode

Environmental Control

Multipurpose Scanners

Nose Cones

Sample Plates

PicoTREC

Temperature Control

Pico Image Software

Break-out Box

Glove Box

Acoustic Isolation Chamber

Liquid Cells

Vibration Isolation

Video Microscope

Consumables

Discover & Create at the Nanoscale...
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�.�H�\�V�L�J�K�W���1�D�Q�R���,�Q�G�H�Q�W�H�U���*������
�7�K�H���1�D�Q�R���,�Q�G�H�Q�W�H�U���*���������L�V���W�K�H���P�R�V�W��
�D�F�F�X�U�D�W�H�����p�H�[�L�E�O�H�����X�V�H�U�����I�U�L�H�Q�G�O�\��
�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�O�\���D�Y�D�L�O�D�E�O�H��
�I�R�U���Q�D�Q�R�P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O���W�H�V�W�L�Q�J����
Electromagnetic actuation allows 
unparalleled dynamic range in force 
�D�Q�G���G�L�V�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�����7�K�H���*���������O�H�W�V��
�U�H�V�H�D�U�F�K�H�U�V���P�H�D�V�X�U�H���<�R�X�Q�J�j�V���P�R�G�X�O�X�V��
and hardness in compliance with the 
�,�6�2���������������V�W�D�Q�G�D�U�G�����,�W���D�O�V�R���H�Q�D�E�O�H�V��
�P�H�D�V�X�U�H�P�H�Q�W���R�I���G�H�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���R�Y�H�U���V�L�[��
�R�U�G�H�U�V���R�I���P�D�J�Q�L�W�X�G�H�����I�U�R�P���Q�D�Q�R�P�H�W�H�U�V��
�W�R���P�L�O�O�L�P�H�W�H�U�V�������8�V�H�U�V���D�U�H���D�E�O�H���W�R���T�X�D�Q�W�L�I�\��
�W�K�H���U�H�O�D�W�L�R�Q�V�K�L�S���E�H�W�Z�H�H�Q���V�W�U�X�F�W�X�U�H����
properties, and performance of their 
�P�D�W�H�U�L�D�O�V���T�X�L�F�N�O�\���D�Q�G���H�D�V�L�O�\���Z�L�W�K���P�L�Q�L�P�D�O��
�V�D�P�S�O�H���S�U�H�S�D�U�D�W�L�R�Q�����(�[�S�U�H�V�V���7�H�V�W���D�O�O�R�Z�V��
�W�K�H���1�D�Q�R���,�Q�G�H�Q�W�H�U���*���������W�R���E�H���R�S�H�U�D�W�H�G��
�L�Q���F�R�Q�W�U�R�O�O�H�G���I�R�U�F�H���R�U���F�R�Q�W�U�R�O�O�H�G��
�G�L�V�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���P�R�G�H�����7�H�V�W�L�Q�J���L�V���V�L�P�S�O�H����
�M�X�V�W���k�S�R�L�Q�W���D�Q�G���V�K�R�R�W�y��

Advantages
�q���� �$�Z�D�U�G���Z�L�Q�Q�L�Q�J���(�[�S�U�H�V�V���7�H�V�W���I�R�U 
�� �X�O�W�U�D�I�D�V�W���W�H�V�W�L�Q�J���F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V�����X�S���W�R 
�� ���������L�Q�G�H�Q�W�V���D�W�����������G�L�I�I�H�U�H�Q�W���V�X�U�I�D�F�H 
�� �V�L�W�H�V���L�Q�����������V�H�F�R�Q�G�V��
�q���� �$�F�F�X�U�D�W�H�����U�H�S�H�D�W�D�E�O�H���U�H�V�X�O�W�V 
�� �F�R�P�S�O�L�D�Q�W���Z�L�W�K���,�6�2������������
�q���� �8�Q�S�D�U�D�O�O�H�O�H�G���G�\�Q�D�P�L�F���U�D�Q�J�H���L�Q���I�R�U�F�H 
 and displacement
�q���� �'�\�Q�D�P�L�F���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V���F�K�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�W�L�R�Q 
 via continuous measurement of 
�� �V�W�L�I�I�Q�H�V�V���E�\���L�Q�G�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�S�W�K

Applications
–  Semiconductor
�q���� �7�K�L�Q���)�L�O�P�V
�q���� �0�(�0���6�W�U�X�F�W�X�U�H�V
�q���� �+�D�U�G���&�R�D�W�L�Q�J�V
�q���� �'�/�&���)�L�O�P�V
�q���� �%�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�V

�.�H�\�V�L�J�K�W���(�[�S�U�H�V�V���7�H�V�W���I�R�U�� 
�����W�K�H���*������
A recent recipient of the prestigious 
�5�	�'�����������$�Z�D�U�G�����.�H�\�V�L�J�K�W�j�V���(�[�S�U�H�V�V��
�7�H�V�W���R�S�W�L�R�Q���H�Q�D�E�O�H�V���W�K�H���Z�R�U�O�G�j�V���I�D�V�W�H�V�W��
�Q�D�Q�R�L�Q�G�H�Q�W�D�W�L�R�Q���I�R�U���P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O��
�S�U�R�S�H�U�W�L�H�V���P�D�S�S�L�Q�J�����7�K�L�V���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�\����
�Z�K�L�F�K���K�D�V���E�H�H�Q���G�H�V�L�J�Q�H�G���D�Q�G���R�S�W�L�P�L�]�H�G��
�I�R�U���H�[�F�O�X�V�L�Y�H���X�V�H���Z�L�W�K���W�K�H���1�D�Q�R���,�Q�G�H�Q�W�H�U��
�*�����������G�H�O�L�Y�H�U�V���K�L�J�K���S�U�H�F�L�V�L�R�Q���G�D�W�D���R�Q���D��
�Z�L�G�H���Y�D�U�L�H�W�\���R�I���P�D�W�H�U�L�D�O�V�����7�K�H���(�[�S�U�H�V�V��
�7�H�V�W���R�S�W�L�R�Q���L�V���F�R�P�S�D�W�L�E�O�H���Z�L�W�K���D�O�O���'�&�0���,�,��
�D�Q�G���;�3���K�H�D�G�V���D�Q�G���W�U�D�Q�V�O�D�W�L�R�Q���V�W�D�J�H�V��

�$�F�K�L�H�Y�H���X�O�W�U�D�I�D�V�W���W�H�V�W�L�Q�J���F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V�� 
���X�S���W�R�����������L�Q�G�H�Q�W�V���D�W�����������G�L�I�I�H�U�H�Q�W��
�V�X�U�I�D�F�H���V�L�W�H�V���L�Q���D�V���O�L�W�W�O�H���D�V�����������V�H�F�R�Q�G�V������
�(�[�S�U�H�V�V���7�H�V�W���D�O�O�R�Z�V���W�K�H���*���������W�R��
�E�H���R�S�H�U�D�W�H�G���L�Q���F�R�Q�W�U�R�O�O�H�G���I�R�U�F�H���R�U��
�F�R�Q�W�U�R�O�O�H�G���G�L�V�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���P�R�G�H�����3�H�U�I�R�U�P��
�D�U�H�D���F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���D�Q�G���<�R�X�Q�J�j�V���P�R�G�X�O�X�V�� 
�L�Q���P�L�Q�X�W�H�V��

Advantages
�q���� �8�O�W�U�D���)�D�V�W���L�Q�G�H�Q�W�D�W�L�R�Q
�q���� �7�U�X�H���P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V���P�D�S�V
�q���� �5�D�S�L�G�O�\���H�Y�D�O�X�D�W�H�V���<�R�X�Q�J�j�V���P�R�G�X�O�X�V����
�� �D�Q�G���K�D�U�G�Q�H�V�V���Z�L�W�K���U�R�E�X�V�W���V�W�D�W�L�V�W�L�F�V
–  Histograms automatically generated
�q���� �1�H�J�O�L�J�L�E�O�H���W�K�H�U�P�D�O���G�U�L�I�W

Applications
�q���� �0�H�W�D�O�V
�q���� �*�O�D�V�V�H�V
�q���� �&�H�U�D�P�L�F�V
�q���� �6�W�U�X�F�W�X�U�D�O���3�R�O�\�P�H�U�V
�q���� �7�K�L�Q���)�L�O�P�V
�q���� �/�R�Z���N���0�D�W�H�U�L�D�O�V

Discover & Create at the Nanoscale...
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Keysight NanoSuite and 
�������1�D�Q�R�9�L�V�L�R�Q���6�R�I�W�Z�D�U�H
NanoSuite software lets users run tests 
and manage data with unprecedented 
�H�D�V�H�����7�K�U�R�X�J�K���W�K�H���H�O�H�J�D�Q�W���D�Q�G���L�Q�W�X�L�W�L�Y�H��
interface, you can set up and run 
�H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�V���T�X�L�F�N�O�\���Š���F�K�D�Q�J�L�Q�J���W�H�V�W��
parameters as often as desired — with 
�M�X�V�W���D���I�H�Z���F�O�L�F�N�V��

�1�D�Q�R�9�L�V�L�R�Q���V�R�I�W�Z�D�U�H���D�O�O�R�Z�V���\�R�X���W�R��
�F�U�H�D�W�H���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���K�L�J�K���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q
images using a Keysight Nano Indenter 
�Z�L�W�K���D���K�L�J�K���S�U�H�F�L�V�L�R�Q���F�O�R�V�H�G���O�R�R�S���V�W�D�J�H����
�8�V�H�U���F�D�Q���W�D�U�J�H�W���L�Q�G�H�Q�W�D�W�L�R�Q���W�H�V�W���V�L�W�H�V��
�Z�L�W�K���Q�D�Q�R�P�H�W�H�U���V�F�D�O�H���S�U�H�F�L�V�L�R�Q�����D�Q�G��
�H�[�D�P�L�Q�H���U�H�V�L�G�X�D�O���L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�V���L�Q���R�U�G�H�U���W�R��
�T�X�D�Q�W�L�I�\���P�D�W�H�U�L�D�O���U�H�V�S�R�Q�V�H���S�K�H�Q�R�P�H�Q�D��

Advantages
–  Load cell delivers high sensitivity 
 over large range of strain
�q���� �/�D�U�J�H�V�W���G�\�Q�D�P�L�F���U�D�Q�J�H���D�Q�G���E�H�V�W 
 resolution
�q���� �)�O�H�[�L�E�L�O�L�W�\���D�Q�G���X�S�J�U�D�G�D�E�L�O�L�W�\���I�R�U 
�� �U�H�S�H�D�W�D�E�O�H���R�U���Q�H�Z���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V
�q���� �5�H�D�O���W�L�P�H���F�R�Q�W�U�R�O���D�Q�G���H�D�V�\���W�H�V�W 
 protocol development

Applications
�q���� �'�\�Q�D�P�L�F���V�W�X�G�L�H�V���R�I���o�E�H�U�V���D�Q�G 
�� �E�L�R�O�R�J�L�F�D�O���P�D�W�H�U�L�D�O�V
–  Tensile and compression studies of 
 polymers
�q���� �<�L�H�O�G���R�I���F�R�P�S�O�L�D�Q�W���o�E�H�U�V���D�Q�G 
�� �E�L�R�O�R�J�L�F�D�O���P�D�W�H�U�L�D�O�V

�.�H�\�V�L�J�K�W���7���������8�7�0
�7�K�H���7���������8�7�0���L�V���D���V�W�D�W�H���R�I���W�K�H���D�U�W��
universal testing machine that offers 
researchers a superior means of 
�Q�D�Q�R�P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O���F�K�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�W�L�R�Q���E�\��
�X�W�L�O�L�]�L�Q�J���D���Q�D�Q�R�P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O���D�F�W�X�D�W�L�Q�J��
transducer head to produce tensile 
�I�R�U�F�H�����7�K�H���7���������H�Q�D�E�O�H�V���U�H�V�H�D�U�F�K�H�U�V��
to understand dynamic properties of 
�F�R�P�S�O�L�D�Q�W���o�E�H�U�V���Y�L�D���W�K�H���O�D�U�J�H�V�W���G�\�Q�D�P�L�F��
�U�D�Q�J�H���L�Q���W�K�H���L�Q�G�X�V�W�U�\���D�Q�G���W�K�H���E�H�V�W��
�U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���R�Q���W�K�H���P�D�U�N�H�W�����o�Y�H���R�U�G�H�U�V��
of magnitude of storage and loss 
�P�R�G�X�O�X�V����

Advantages
–  Survey scanning of areas up to
�� ������ �˜�P���[�������� �˜�P
�q���� �&�X�V�W�R�P���W�H�V�W���G�H�Y�H�O�R�S�P�H�Q�W���P�H�W�K�R�G�V
�q���� �6�X�S�H�U�L�R�U���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W���G�D�W�D���D�Q�D�O�\�V�L�V
�q���� �6�L�P�X�O�D�W�L�R�Q���P�R�G�H���I�R�U���R�I�p�L�Q�H���V�D�P�S�O�H����
 setup, sample runs, method writing,
 and data analysis
�q���� �4�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�����K�L�J�K���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���� ��
 topographical images
�q���� �4�X�D�Q�W�L�o�F�D�W�L�R�Q���R�I���S�L�O�H���X�S�����G�H�I�R�U�P�H�G
 volume, and fracture toughness

Discover & Create at the Nanoscale...
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We offer many options and accessories to enhance the  
�F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V���R�I���\�R�X�U���.�H�\�V�L�J�K�W���Q�D�Q�R�L�Q�G�H�Q�W�D�W�L�R�Q���V�\�V�W�H�P���R�U�� 
universal testing machine

Our modular platform makes these components simple to integrate. We continue to 
optimize advanced technologies as we strive to push performance even further.

�7�K�H���.�H�\�V�L�J�K�W���'�\�Q�D�P�L�F���&�R�Q�W�D�F�W���0�R�G�X�O�H���,�,���R�S�W�L�R�Q�����I�R�U���L�Q�V�W�D�Q�F�H�����R�I�I�H�U�V�����[���K�L�J�K�H�U���O�R�D�G�L�Q�J��
�F�D�S�D�E�L�O�L�W�\���W�K�D�Q���R�X�U���R�U�L�J�L�Q�D�O���'�\�Q�D�P�L�F���&�R�Q�W�D�F�W���0�R�G�X�O�H���R�S�W�L�R�Q�����,�W���D�O�V�R���R�I�I�H�U�V���H�D�V�\���W�L�S��
�H�[�F�K�D�Q�J�H���I�R�U���T�X�L�F�N���U�H�P�R�Y�D�O���D�Q�G���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���R�I���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���V�S�H�F�L�o�F���W�L�S�V�����L�Q���D�G�G�L�W�L�R�Q��
�W�R���D���Z�L�G�H�U���U�D�Q�J�H���R�I���L�Q�G�H�Q�W�H�U���W�U�D�Y�H�O�����$�V���D���I�X�O�O�\���G�\�Q�D�P�L�F���L�Q�G�H�Q�W�D�W�L�R�Q���K�H�D�G���G�H�V�L�J�Q�H�G���I�R�U��
�O�R�Z���Q�R�L�V�H�����X�O�W�U�D���O�R�Z���O�R�D�G���P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V���F�K�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�W�L�R�Q�����W�K�H���'�&�0���,�,���H�[�W�H�Q�G�V��
�W�K�H���U�D�Q�J�H���R�I���O�R�D�G���G�L�V�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�R�Z�Q���W�R���W�K�H���V�X�U�I�D�F�H���F�R�Q�W�D�F�W���O�H�Y�H�O����
�:�K�H�Q���D�S�S�O�\�L�Q�J���W�K�H���.�H�\�V�L�J�K�W���&�R�Q�W�L�Q�X�R�X�V���6�W�L�I�I�Q�H�V�V���0�H�D�V�X�U�H�P�H�Q�W���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�����Z�K�L�F�K��
�S�U�R�Y�L�G�H�V���D���P�H�D�Q�V���R�I���V�H�S�D�U�D�W�L�Q�J���W�K�H���L�Q���S�K�D�V�H���D�Q�G���R�X�W���R�I���S�K�D�V�H���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�V���R�I���W�K�H��
�O�R�D�G���G�L�V�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���K�L�V�W�R�U�\�����W�K�H���'�&�0���,�,���G�H�O�L�Y�H�U�V���W�K�H���F�R�P�S�O�H�W�H���E�H�Q�H�o�W�V���R�I���G�\�Q�D�P�L�F��
�Q�D�Q�R�L�Q�G�H�Q�W�D�W�L�R�Q���W�H�V�W�L�Q�J��

�2�X�U���S�R�S�X�O�D�U���+�L�J�K���/�R�D�G���R�S�W�L�R�Q�����R�Q���W�K�H���R�W�K�H�U���K�D�Q�G�����H�[�S�D�Q�G�V���W�K�H���O�R�D�G���F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V��
�R�I���.�H�\�V�L�J�K�W���1�D�Q�R���,�Q�G�H�Q�W�H�U�V���X�S���W�R�������1���R�I���I�R�U�F�H�����D�O�O�R�Z�L�Q�J���W�K�H���F�R�P�S�O�H�W�H���P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O��
�F�K�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�W�L�R�Q���R�I���F�H�U�D�P�L�F�V�����E�X�O�N���P�H�W�D�O�V�����D�Q�G���F�R�P�S�R�V�L�W�H�V�����$�Q�R�W�K�H�U���S�R�S�X�O�D�U���F�K�R�L�F�H����
�R�X�U���/�D�W�H�U�D�O���)�R�U�F�H���0�H�D�V�X�U�H�P�H�Q�W���R�S�W�L�R�Q�����S�U�R�Y�L�G�H�V���W�K�U�H�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�D�O���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H��
�D�Q�D�O�\�V�L�V���I�R�U���V�F�U�D�W�F�K���W�H�V�W�L�Q�J�����Z�H�D�U���W�H�V�W�L�Q�J�����D�Q�G���0�(�0�V���S�U�R�E�L�Q�J�����:�H���D�O�V�R���R�I�I�H�U���D���S�U�H�F�L�V�L�R�Q��
�K�H�D�W�L�Q�J���V�W�D�J�H���G�H�V�L�J�Q�H�G���V�S�H�F�L�o�F�D�O�O�\���I�R�U���W�K�H���1�D�Q�R���,�Q�G�H�Q�W�H�U���*�����������V�W�D�Q�G�D�U�G���;�3���K�H�D�G��
�F�R�Q�o�J�X�U�D�W�L�R�Q�����W�R���I�D�F�L�O�L�W�D�W�H���W�K�H���V�W�X�G�\���R�I���P�D�W�H�U�L�D�O�V���R�I���L�Q�W�H�U�H�V�W���D�V���W�K�H�\���D�U�H���K�H�D�W�H�G���I�U�R�P��
�U�R�R�P���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���W�R���D�V���K�L�J�K���D�V���������•�&��

�.�H�\�V�L�J�K�W���7���������8�7�0���X�V�H�U�V���F�D�Q���X�W�L�O�L�]�H���R�X�U���&�R�Q�W�L�Q�X�R�X�V���'�\�Q�D�P�L�F���$�Q�D�O�\�V�L�V���R�S�W�L�R�Q�����7�K�L�V��
technology offers a direct, accurate measurement of the specimen’s stiffness at each 
�S�R�L�Q�W���L�Q���W�K�H���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�����H�Q�D�E�O�L�Q�J���P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V���W�R���E�H���G�H�W�H�U�P�L�Q�H�G���F�R�Q�W�L�Q�X�R�X�V�O�\��
�D�V���W�K�H���V�S�H�F�L�P�H�Q���L�V���V�W�U�D�L�Q�H�G��

Discover & Create at the Nanoscale...

�2�S�W�L�R�Q�V���$�F�F�H�V�V�R�U�L�H�V

Dynamic Contact

Module II (DCM II)

Continuous Stiffness

Measurement (CSM)

High Load

Lateral Force

Measurement (LFM)

Continuous Dynamic Analysis (CDA)

Heating Stage

Nanovision Software

Express Test

Indentation Kit

Consumables
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Advantages
�q���� �)�X�O�O�\���L�Q�W�H�J�U�D�W�H�G���(�'�6���F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V���D�O�O�R�Z���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���H�O�H�P�H�Q�W�D�O���D�Q�D�O�\�V�L�V
�q���� �5�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���D�Q�G���L�P�D�J�L�Q�J���H�T�X�D�O���W�R���W�K�D�W���R�I���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�D�O���)�(���6�(�0�V
�q���� �9�D�U�L�D�E�O�H���O�R�Z���Y�R�O�W�D�J�H�������������W�R���������� �9�����H�O�L�P�L�Q�D�W�H�V���F�K�D�U�J�L�Q�J���D�Q�G���W�K�H���Q�H�H�G���I�R�U�� 
 sample coating
�q���� �3�U�R�J�U�D�P�P�D�E�O�H���;�����<�����=���V�W�D�J�H���D�O�O�R�Z�V���X�V�H�U���W�R���V�H�W���S�U�H�F�L�V�H���F�R�R�U�G�L�Q�D�W�H�V�����V�F�D�Q�����D�Q�G�� 
 save information
�q���� �&�R�P�S�D�F�W���V�L�]�H���H�Q�D�E�O�H�V���H�D�V�\���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���L�Q���D�Q�\���U�H�V�H�D�U�F�K���O�D�E���D�Q�G���G�R�H�V���Q�R�W���U�H�T�X�L�U�H����
 special facilities

Applications
�q���� �3�R�O�\�P�H�U�V
�q���� �7�K�L�Q���)�L�O�P�V
�q���� �%�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�V
–  Nonconductive Samples
�q���� �(�Q�H�U�J�\���6�H�Q�V�L�W�L�Y�H���0�D�W�H�U�L�D�O�V
�q���� �*�O�D�V�V���6�X�E�V�W�U�D�W�H�V

Keysight’s NEW  
�� ���������%���)�(���6�(�0
�7�K�H���U�H�P�D�U�N�D�E�O�\���F�R�P�S�D�F�W���.�H�\�V�L�J�K�W��
���������%���o�H�O�G���H�P�L�V�V�L�R�Q���V�F�D�Q�Q�L�Q�J��
�H�O�H�F�W�U�R�Q���P�L�F�U�R�V�F�R�S�H�����)�(���6�(�0�����K�D�V��
�E�H�H�Q���R�S�W�L�P�L�]�H�G���I�R�U���O�R�Z���Y�R�O�W�D�J�H��
�L�P�D�J�L�Q�J�����H�[�W�U�H�P�H�O�\���K�L�J�K���V�X�U�I�D�F�H��
contrast, and resolution typically 
found only in much larger and more 
�H�[�S�H�Q�V�L�Y�H���)�(���6�(�0�V�����7�K�L�V���L�Q�Q�R�Y�D�W�L�Y�H����
technologically advanced system 
also offers fully integrated energy 
�G�L�V�S�H�U�V�L�Y�H���V�S�H�F�W�U�R�V�F�R�S�\�����(�'�6����
�F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V�����D�O�O�R�Z�L�Q�J���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H��
�H�O�H�P�H�Q�W�D�O���D�Q�D�O�\�V�L�V���W�R���E�H���S�H�U�I�R�U�P�H�G��
�R�Q���D�U�E�L�W�U�D�U�\���S�R�L�Q�W�V�����R�Q���D���F�R�Q�W�L�Q�X�R�X�V��
�O�L�Q�H���V�F�D�Q�����R�U���L�Q���D���X�V�H�U���G�H�o�Q�H�G���U�H�J�L�R�Q�D�O��
�P�D�S�����,�W���F�D�Q���G�H�W�H�F�W���H�O�H�P�H�Q�W�V���D�V���O�L�J�K�W�� 
�D�V���F�D�U�E�R�Q�����X�S���W�R���D�P�H�U�L�F�L�X�P��

�$�E�R�X�W���W�K�H���V�L�]�H���R�I���D���O�D�V�H�U���S�U�L�Q�W�H�U�����W�K�L�V��
�V�F�L�H�Q�W�L�o�F���J�U�D�G�H���V�\�V�W�H�P���S�U�R�Y�L�G�H�V��
�F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V���D�Q�G���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���W�R��
�U�H�V�H�D�U�F�K�H�U�V���L�Q���R�U�G�L�Q�D�U�\���O�D�E�V���W�K�D�W��
�S�U�H�Y�L�R�X�V�O�\���Z�H�U�H���R�Q�O�\���D�Y�D�L�O�D�E�O�H���Z�L�W�K��
�P�X�F�K���O�D�U�J�H�U���)�(���6�(�0�V���L�Q�V�W�D�O�O�H�G���L�Q��
�F�H�Q�W�U�D�O�L�]�H�G���I�D�F�L�O�L�W�L�H�V�����,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���R�I�� 
�W�K�H���Q�H�Z���V�\�V�W�H�P���L�V���T�X�L�F�N���D�Q�G���V�L�P�S�O�H����
No dedicated facilities are required, 
�R�Q�O�\���D�Q���$�&���S�R�Z�H�U���R�X�W�O�H�W��

�7�K�H���L�Q�Q�R�Y�D�W�L�Y�H�����H�D�V�\���W�R���X�V�H��
���������%���H�P�E�R�G�L�H�V���W�K�H���V�X�F�F�H�V�V�I�X�O��
�P�L�Q�L�D�W�X�U�L�]�D�W�L�R�Q���R�I���W�K�H���F�R�U�H���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�\��
found in a scanning electron 
�P�L�F�U�R�V�F�R�S�H�����2�S�W�L�P�L�]�H�G���I�R�U���O�R�Z���Y�R�O�W�D�J�H��
�L�P�D�J�L�Q�J���D�Q�G���V�X�E�������� �Q�P���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q����
�L�W�V���W�K�H�U�P�D�O���o�H�O�G���H�P�L�V�V�L�R�Q���H�O�H�F�W�U�R�Q��
�V�R�X�U�F�H���S�U�R�Y�L�G�H�V���K�L�J�K���V�L�J�Q�D�O���W�R���Q�R�L�V�H��
�U�D�W�L�R�V���D�Q�G���F�R�Q�V�L�V�W�H�Q�W�����O�R�Q�J���O�D�V�W�L�Q�J��
performance, while secondary and 
�E�D�F�N�V�F�D�W�W�H�U���H�O�H�F�W�U�R�Q���G�H�W�H�F�W�L�R�Q��
�F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V���S�U�R�Y�L�G�H���D���U�L�F�K���G�D�W�D���V�H�W�� 
�I�R�U���H�D�F�K���V�D�P�S�O�H��

Discover & Create at the Nanoscale...
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�)�(���6�(�0���2�S�W�L�R�Q�V���	���$�F�F�H�V�V�R�U�L�H�V

�.�H�\�V�L�J�K�W���K�D�V���F�U�H�D�W�H�G���D���V�S�H�F�L�D�O���6�(�0���V�W�D�U�W�X�S���N�L�W���V�R���W�K�D�W��
�Z�K�H�Q���\�R�X�U�����������%���)�(���6�(�0���L�V���G�H�O�L�Y�H�U�H�G���\�R�X���Z�L�O�O���K�D�Y�H��
�H�Y�H�U�\�W�K�L�Q�J���\�R�X���Q�H�H�G���W�R���V�W�D�U�W���L�P�D�J�L�Q�J��

�7�K�H���N�L�W���L�Q�F�O�X�G�H�V����

–  Specimen mount adapter pin (M4 thread)

–  Multi-unit specimen mount (4 x 3.2mm)

–  Package of 100 12mm Pelco tabs

–  Standard SEM pin mounts

–  Pelco Swiss style #7 tweezer

–  Pelco mount tweezer

–  Storage container for SEM mounts

–  Specimen holder

–  1/16” ball driver

�7�K�H���I�R�O�O�R�Z�L�Q�J���L�W�H�P�V���D�U�H���D�O�V�R���R�I�I�H�U�H�G���I�R�U���X�V�H���Z�L�W�K���W�K�H�����������%����

–  Specimen mount adapter pin (M4 thread):���D�W�W�D�F�K�H�V���W�R���W�K�H���V�D�P�S�O�H���K�R�O�G�H�U���� 
�� �X�V�H�G���W�R���D�G�M�X�V�W���W�K�H���Z�R�U�N�L�Q�J���G�L�V�W�D�Q�F�H���R�I���W�K�H���V�D�P�S�O�H���P�R�X�Q�W
–  Standard SEM pin stub mount:�������������[���� �P�P���S�L�Q���K�H�L�J�K�W�����D�O�X�P�L�Q�X�P���Z�L�W�K�� 
 grooved edge
–  Tilt cylinder mount:�����������[�������� �P�P���������¡���V�S�H�F�L�P�H�Q���P�R�X�Q�W�����S�D�F�N�D�J�H���R�I��������
–  Cylinder mount:�����������[�������� �P�P���V�S�H�F�L�P�H�Q���P�R�X�Q�W�����S�D�F�N�D�J�H���R�I��������
–  Multi specimen cylinder mount holder:���K�R�O�G�V���X�S���W�R���o�Y�H�������� �P�P���F�\�O�L�Q�G�H�U����
�� �P�R�X�Q�W�V�����P�D�F�K�L�Q�H�G���D�O�X�P�L�Q�X�P���Z�L�W�K���V�W�D�L�Q�O�H�V�V���V�W�H�H�O���$�O�O�H�Q���V�H�W���V�F�U�H�Z�V
–  Multi 4-pin stub holder: ���D�F�F�R�P�P�R�G�D�W�H�V���X�S���W�R���I�R�X�U���V�W�D�Q�G�D�U�G�����������P�P�����������y���� 
�� �S�L�Q���V�W�X�E�V�����Z�L�W�K�������� �P�P�����������y�����G�L�D�P�H�W�H�U���S�L�Q�����P�D�F�K�L�Q�H�G���D�O�X�P�L�Q�X�P���Z�L�W�K���V�W�D�L�Q�O�H�V�V����
 steel Allen set screws

Discover & Create at the Nanoscale...
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�0�D�W�H�U�L�D�O�V���6�F�L�H�Q�F�H
�,�G�H�D�O���I�R�U���O�D�U�J�H���D�Q�G���V�P�D�O�O���V�D�P�S�O�H�V���D�O�L�N�H�����W�K�H���.�H�\�V�L�J�K�W�����������/�6���$�)�0���L�V���D���O�D�U�J�H���V�W�D�J�H���D�W�R�P�L�F��
�I�R�U�F�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�H���F�R�P�S�D�W�L�E�O�H���Z�L�W�K���R�X�U���X�Q�L�T�X�H���V�F�D�Q�Q�L�Q�J���P�L�F�U�R�Z�D�Y�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\�����6�0�0�����P�R�G�H����
�Z�K�L�F�K���D�O�O�R�Z�V���K�L�J�K�O�\���V�H�Q�V�L�W�L�Y�H���F�D�O�L�E�U�D�W�H�G���H�O�H�F�W�U�L�F�D�O���D�Q�G���V�S�D�W�L�D�O���F�K�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�W�L�R�Q�����0�$�&���0�R�G�H���,�,�,����
�Z�K�L�F�K���H�Q�D�E�O�H�V���.�H�O�Y�L�Q���I�R�U�F�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\�����.�)�0�����D�Q�G���H�O�H�F�W�U�L�F���I�R�U�F�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�\�����(�)�0�������L�V���D�Y�D�L�O�D�E�O�H��
�R�Q���D�O�O���.�H�\�V�L�J�K�W���$�)�0�V�����7�K�H�������������$�)�0���Z�L�W�K���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���D�Q�G���H�Q�Y�L�U�R�Q�P�H�Q�W�D�O���F�R�Q�W�U�R�O���J�L�Y�H�V���X�V�H�U�V��
the advantage of dynamic �L�Q���V�L�W�X���L�P�D�J�L�Q�J�����0�H�D�Q�Z�K�L�O�H�����W�K�H���Q�H�Z���.�H�\�V�L�J�K�W�����������%���)�(���6�(�0���Z�L�W�K��
�(�'�6���D�O�O�R�Z�V���Q�D�Q�R�V�F�D�O�H���I�H�D�W�X�U�H�V���W�R���E�H���R�E�V�H�U�Y�H�G���R�Q���D���Z�L�G�H���Y�D�U�L�H�W�\���R�I���Q�D�Q�R�V�W�U�X�F�W�X�U�H�G���P�D�W�H�U�L�D�O�V����
�L�Q�F�O�X�G�L�Q�J���W�K�L�Q���o�O�P�V���D�Q�G���R�W�K�H�U���H�Q�H�U�J�\���V�H�Q�V�L�W�L�Y�H���V�D�P�S�O�H�V�����R�Q���D�Q�\���V�X�E�V�W�U�D�W�H��

�)�R�U���Q�D�Q�R�P�H�F�K�D�Q�L�F�D�O���W�H�V�W�L�Q�J�����.�H�\�V�L�J�K�W���1�D�Q�R���,�Q�G�H�Q�W�H�U���*���������V�\�V�W�H�P�V���R�I�I�H�U���D�F�F�X�U�D�W�H���D�Q�G��
�U�H�S�H�D�W�D�E�O�H���U�H�V�X�O�W�V���F�R�P�S�O�L�D�Q�W���Z�L�W�K���W�K�H���,�6�2���������������V�W�D�Q�G�D�U�G�����D�O�R�Q�J���Z�L�W�K���k�O�R�Z���O�R�D�G���o�U�V�W��
�W�K�H�Q���K�L�J�K���O�R�D�G�y���F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V�����$�G�G�L�W�L�R�Q�D�O�O�\�����W�K�H���.�H�\�V�L�J�K�W���7���������8�7�0���H�Q�D�E�O�H�V���U�H�V�H�D�U�F�K�H�U�V���W�R��
�X�Q�G�H�U�V�W�D�Q�G���G�\�Q�D�P�L�F���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V���R�I���F�R�P�S�O�L�D�Q�W���o�E�H�U�V���D�Q�G���F�R�P�S�R�V�L�W�H�V���Y�L�D���W�K�H���O�D�U�J�H�V�W���G�\�Q�D�P�L�F��
�U�D�Q�J�H���D�Q�G���E�H�V�W���U�H�V�R�O�X�W�L�R�Q���R�Q���W�K�H���P�D�U�N�H�W��

�q���� �$�)�0���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���V�X�F�K���D�V���H�O�H�F�W�U�R�P�D�J�Q�H�W�L�F���P�H�D�V�X�U�H�P�H�Q�W��
�q���� �1�D�Q�R�L�Q�G�H�Q�W�H�U�V���D�Q�G���O�R�Z���Y�R�O�W�D�J�H���)�(���6�(�0���I�R�U���P�H�D�V�X�U�L�Q�J���'�/�&���W�K�L�Q���o�O�P�V�����0�(�0���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�����D�Q�G����
�� �Q�D�Q�R�F�R�P�S�R�V�L�W�H���o�E�H�U�V

Applications

Discover & Create at the Nanoscale...

Life Science
�7�K�H���.�H�\�V�L�J�K�W�����������������������V�H�U�L�H�V���$�)�0���V�\�V�W�H�P�V���I�D�F�L�O�L�W�D�W�H���O�L�I�H���V�F�L�H�Q�F�H���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�V���E�\���R�I�I�H�U�L�Q�J��
�D���E�U�R�D�G���D�U�U�D�\���R�I���F�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V�����L�Q�F�O�X�G�L�Q�J���X�Q�U�L�Y�D�O�H�G���L�Q���p�X�L�G���L�P�D�J�L�Q�J�����Y�L�D���S�D�W�H�Q�W�H�G���0�$�&���0�R�G�H����
�D�Q�G���L�Q�G�X�V�W�U�\���O�H�D�G�L�Q�J���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���H�Q�Y�L�U�R�Q�P�H�Q�W�D�O���F�R�Q�W�U�R�O�����$�V���Q�H�Z���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���V�L�P�S�O�L�I�\���W�K�H��
preparation and handling of diverse sample types, the use of a powerful class of �L�Q���V�L�W�X���$�)�0��
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���L�V���E�H�F�R�P�L�Q�J���L�Q�F�U�H�D�V�L�Q�J�O�\���S�U�H�Y�D�O�H�Q�W���L�Q���E�L�R�O�R�J�L�F�D�O���U�H�V�H�D�U�F�K�����:�H���Q�R�Z���R�I�I�H�U���E�R�W�K���W�K�H��
���������������������R�Q���D�Q���,�/�0��

�,�Q���D�G�G�L�W�L�R�Q�����R�X�U���Q�H�Z�����������%���)�(���6�(�0���R�I�I�H�U�V���V�H�Y�H�U�D�O���L�P�D�J�L�Q�J���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���I�R�U���H�Q�K�D�Q�F�L�Q�J���V�X�U�I�D�F�H��
�F�R�Q�W�U�D�V�W���D�Q�G���D�O�O�R�Z�L�Q�J���Q�D�Q�R�V�F�D�O�H���I�H�D�W�X�U�H�V���W�R���E�H���R�E�V�H�U�Y�H�G���R�Q���D���E�U�R�D�G���U�D�Q�J�H���R�I���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�V���R�Q��
�D�Q�\���V�X�E�V�W�U�D�W�H�����H�Y�H�Q���J�O�D�V�V��

�q���� �(�[�F�H�S�W�L�R�Q�D�O���L�Q���p�X�L�G���L�P�D�J�L�Q�J���Z�L�W�K���0�$�&���0�R�G�H
�q���� �5�H�D�O���W�L�P�H���U�H�F�R�J�Q�L�W�L�R�Q���L�P�D�J�L�Q�J���Z�L�W�K���3�L�F�R�7�5�(�&
�q���� �/�R�Z���Y�R�O�W�D�J�H���)�(���6�(�0���L�P�D�J�L�Q�J���R�I���F�H�O�O�V�����W�L�V�V�X�H�����E�D�F�W�H�U�L�D�����D�Q�G���P�R�U�H
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�3�R�O�\�P�H�U���6�F�L�H�Q�F�H
�.�H�\�V�L�J�K�W���$�)�0�V���D�U�H���X�V�H�G���I�R�U���V�W�X�G�\�L�Q�J���Q�D�Q�R�V�F�D�O�H���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���P�D�S�S�L�Q�J���D�Q�G���P�D�W�H�U�L�D�O�V���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V��
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